


▪ 容量モニタリング(pF 単位)

▪ 漏れ電流測定(最小10nA測定可能)

▪ Bias Voltageモニタリング

▪ Arc Management

▪ 素早いde-chucking(Auto toggle)

最も多様な機能を持った



製品特徴

II. PRODUCT

ESC(Electric Static Chuck) Controller
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II. PRODUCT

ESC controller  Applications
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Applications

CVD Sputter

Laminator

Implan

tation
Etcher

ALD



静電容量
モニタリング

V bias

Arc 
control

Leakage
Current

Damaged ESC
▪ ESCの内部/外部損傷発生可能性 ↑
▪ ESC 内部損傷漏洩電流発生 ↑ 

▪ 漏洩電流 限界値 設定
▪ Chucking 異常事前確認、不良防止

Warpage

Unbalance
▪ ESCの両極端の不均衡

▪ システムGroundと出力COMの
電位差を確認可能

ESC 状態事前確認

ARC
▪ Damaged ESC, Metal depositio

nで Arcing => Wafer 損傷

▪ 高速 Arc 制御による Wafer 
損傷防止

▪ 工程遅延防止

収率向上/品質改善

II. PRODUCT

ESC Controller 特殊機能

4



[Various Wafer Warpage(TTV, Bow, Warp]
[microchemicals.com] 

II. PRODUCT
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Wafer : X
Wafer : O
電源 OFF

Wafer : O
電源ON

Wafer : O
電源OFF



II. PRODUCT

電流感知

遮断時間
約 60ms

CH1 : 出力電圧
CH2 : Io1 フィードバック電圧
CH3 : Io2 フィードバック電圧

CH1 : 出力電圧
CH3 : 漏洩電流.( 1V=15uA)
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両測

R2C2R1C1

Vch1 Vch2
CH1_OUT CH2_OUT

COMMON_OUT

R_EARTHC_EARTH

ESC

SHASHI OR EARTH

+ V_BIAS -

POWER SUPPLY

CAPACITOR
MEASURING
CIRCUIT

WAFER

II. PRODUCT
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CH1 : Earth – COMMON 両端電圧
CH2 : Vbias
CH3: Vbias Sensing



1次Arc 発生

II. PRODUCT
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CH1 : 出力電圧(黄色)
CH2 : Io1 フィードバック電圧
(緑)

遮断時間 60ms

再起動時点2次Arc発生



e-chucking

e-chucking

II. PRODUCT
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e-chucking 



제품 사양

1. ESC POWER SUPPLY 기본 소개

II. PRODUCT

ESC Controller 製品仕様
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세부 사양

2. 제품 특징 및 세부 사양

e-chucking機能

ESC Controller 細部仕様

II. PRODUCT
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ESC Controller 競合社機能比較

II. PRODUCT
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e-
chucking

ESC Controller競合社機能比較

II. PRODUCT
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II. PRODUCT
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ESC Controller 外形/Block diagram
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II. PRODUCT
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[制御画面]

[Data Logging_CSV]

[グラフ分割表示]

専用ソフトウェア/外部制御
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